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光反応性高分子液晶である P6CAMの分子配向は偏光紫外光（LPUV）照射と熱処理 1）、もしく

は熱ナノインプリントによって制御可能である 2）。熱ナノインプリントの場合は nmオーダーパタ

ーンも容易に作製可能であるため、ナノインプリントによって誘起される分子配向を詳細に調べ

るためには nm オーダーパターンにおける分子配向評価が必要となる。しかし、波長 633nm の直

線偏光を用いた回折効率測定では nm オーダーパターンの分子配向を評価することは難しい。そ

こで、図 1のような nmオーダーパターン群をmオーダーで配置したパターンを作製し、P6CAM

へナノインプリントを行うことでmオーダーの分子配向パターンが形成され、回折効率測定であ

っても分子配向評価が出来るのではないかと考えた。 

本実験ではライン幅、スペース幅共に 200nmのラインアンドスペース(L&S)パターン群をmオ

ーダーで配置し、評価を行った。熱ナノインプリント温度と圧力は 165Cと 15MPaである。図 2

にm オーダーに配置した 200nm-L&S パターンの偏光顕微鏡(POM)写真を示す。偏光顕微鏡観察

はクロスニコル下で行い、写真のオレンジ色の矢印が偏光子、検光子の方向を示す。また、黄色

の矢印は 200nmL&S パターンの方向である。今回の場合、P6CAM 分子が一定方向に配向してい

れば明視野に、ランダム配向であれば暗視野になる。POM写真から 200nmL&S パターンは分子が

配向していることが分かる。またこの結果、このようなパターン配置によってmオーダーの分子

配向パターンが作製可能であることが分かった。 
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Fig.2 Polarization optical micrography (POM) under 

crossed-nicols (orange arrow) at the angle of (a) 0 and 

(b) 45 images of imprinted P6CAM pattern. Yellow 

arrows mean the direction of nm-order L&S pattern. 

Fig.1 Illustration of (a) nm-order L&S pattern mold and 
(b) m-order P6CAM molecular orientation pattern. 
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